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(57) Abstract: The invention relates to a method for producing at least one cavity in a microelectronic and/or micromechanical
structure using at least one sacrificial layer and to a sensor or actuator produced therewith. The aim of the invention is to provide
such a method or such a sensor or actuator, wherein the sacrificial layer has sufficient distance between the structure elements du-
ring preparation of the microelectronic and/or micromechanical structure, the sacrificial layer is easy to remove and, moreover, ad-
hesion of the structure elements after removal of the sacrificial layer can be prevented in the simplest manner possible, wherein it
should be possible to carry out the method steps at the lowest temperatures possible so as to be able to use polymeric functional
layers, for example, for forming a sensor or actuator. The aim is achieved by a method of the type in question and by a sensor or
actuator of the type mentioned above, wherein the sacrificial layer is composed of at least one solid matter sublimating below the
melting temperature thereof at a sublimation rate of at least 1 nm/h, and wherein the sublimating solid matter has a melting tempe -
rature ranging between 18°C and 200°C.

(57) Zusammenfassung:
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Veriffentlicht: (88) Veroffentlichungsdatum des internationalen Recher-
chenberichts:

—  mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz

3) 27. Oktober 2011

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung wenigstens einer Kavitét in einer mikroelektronischen und/oder
mikromechanischen Struktur unter Verwendung wenigstens einer Opferschicht sowie einen hiermit hergestellten Sensor oder Ak-
tor. Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein solches Verfahren bezichungsweise einen solchen Sensor oder Aktor zur
Verfligung zu stellen, wobei die Opferschicht einen ausreichenden Abstand zwischen den Strukturelementen wihrend der Prépa-
ration der mikroelektronischen und/oder mikromechanischen Struktur zur Verfiigung stellt, die Opferschicht leicht zu entfernen ist
und dariiber hinaus auf moglichst einfache Weise ein Anhaften der Strukturelemente nach Entfernen der Opferschicht vermieden
werden kann, wobei die Verfahrensschritte bei méglichst niedrigen Temperaturen austiihrbar sein sollen, um beispielsweise poly-
mere Funktionsschichten zur Ausbildung eines Sensors oder Aktors einsetzen zu kdnnen. Die Aufgabe wird einerseits durch ein
gattungsgeméBes Verfahren und andererseits durch einen Sensor oder Aktor der oben genannten Gattung geldst, wobei die Opfer-
schicht aus wenigstens einem unterhalb seiner Schmelztemperatur mit einer Sublimationsrate von wenigstens 1nm/h sublimieren-
den Feststoff ausgebildet wird, und wobei der sublimierende Feststoff eine Schmelztemperatur in einem Bereich von 18°C bis
200°C aufweist.
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